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Liniowy przetwornik położenia

Piizedmiotem wynalaziku jest Miniowy przetwor¬
nik położenia stosowany zwłaszcza w Układzie po-
zyicjomera pamięci dyskowej.

iFrLzeprowadzone bajdania literaturowe wskazu¬
ją, że najbardziej zbliżony do przedmiotu wyna¬
lazku jest przetwornik optyczny, który shiży do
pomiaru przesiundęda dwóch elementów względem
siebie i jest stosowany w wielu gałęziach techni¬
ki.

Przetwornik optyczny należy do giruipy przy¬
rządów wykorzystujących pomiar przesunięcia me¬
todami dyskretnymi przy pomocy liniałów kodo¬
wych lufo liniałów dimtpiilsywnych. Znany prze¬
twornik optyczny stanowią dwie płyitM szklane
z naniesionymi na nie nieprzeźroczystymi prążka¬
mi oraz zespół fotodiod z oświetlaczami. Jedna z
płytek zwana liniałem ma długość odpowiadają-
cą w przyrbldiżeniu mierzonemu zakresowa przesu¬
nięć, druga — zwykle krótsza — stanowi przesło¬
nę fotodiod, tworząc raizem iz oświetilaiczaimli czuj-
nik.

W czasie pracy przetwornika obie płytki poru¬
szają się równolegle względem siebie, przy czym
strumień światła padającego na fotodiody zimdenda
się okresowo w funkcji pnzesrundęcia płytek. Sy¬
gnały z fotodiod są przesunięte o 1/4 okresu, co
pozwala mdenzyć wielkość i kierunek przesundecia.

'Przetwornik optyczny, którego liniał jest wy¬
konany ze szkła charakteryzuje się małą odpor¬
nością na uszkodzenia mechaniczne oraz wąskim

przedziałem uzyskiwanych współczynników rozsze-
nzalnośici, co znacznie ogranicza jego zakres za¬
stosowań w przypadku konieczności zachowania
dużej dokładności pomiaru przesunięcia. Dotyczy

5 to zwłaszcza układów z elementami pracującymi
w szerokim zakresie temperatur o współczynni¬
kach rozszerzalności iróżniiących się od szkła. I tak
w przypadku zastosowania przetwornika w ukła¬
dzie pozycjonera do pamięci dyskowej, pracującej

10 w przedziale temperatur od około H5-J-35°C zna¬
czne różnice we współczynikadh rozszerzalności
szkła i materiałów stosowanych w konstrukcji
pamięci umożliwiają osiągnięcie dokładności pozy¬
cjonowania niezbędnej przy gęstości ścieżek wię-

15 kszej od lOO/cal.
Zwiększenie ctokładności uzyskuje się przez za¬

stosowanie innych typów paraetwlornlików, jak in¬
dukcyjne lub indukitosynowe. Wspomniane prze¬
tworniki charakteryzują się jednak skomnjpliilkowa-

20 ną technologią produkcji i wymagają stosowania
specjalnych generatorów zasiilajacytch.

Zgodnie z wynalazkiem liniowy przetwornik po¬
łożenia składa się z liniału wykonanego w posta¬
ci płytki z materiału niemagnetycznego, pokrytej

29 warsitwą magnetyczną. Namagnesowanie warstwy
zmienia się okresowo wzdłuż liniału tak, że wie¬
lokrotność 1/4 pełnego okresu zmian jest równa
założonej podzdałce przetwornika. Nad Liniałem po¬
rusza się czujnik, który stanowi zespół co naj-

80 mniej dwóch głowic z haOotronamii wytwarzający-
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mi sygnały napięciowe o wielkości zależnej od
kidukcyjmlośoi 'elementów warstwy magnetycznej,
znajdujących się pod głowicami. Położenie głowic
jest tak dobrane, że charakterystyki sygnałów na¬
pięciowych z elementów halotroinowych są prze¬
sunięte o wielokrotność 1/4 okresu. Pomiar wiel¬
kości przesunięcia głowic względem liniału nastę¬
puje pbiprzez analizę sygnałów napięciowych z
wspomnianycih halotronów.

Podstawową zaletą przetwornika według wyna¬
lazku jeist możliwość wykonania płytki liniału z
materiałów o różnej rozszerzalności termicznej i
optymalnego doboru tego materiału w zależności
od elementów układu współpracującego z prze¬
twornikiem.

Przetwornik z głowicami halotronowymi nadaje
się zwłaszcza do zastosowania w układzie poizy-
ojonera do pamięci dyskowej. Poprzez doibór ma¬
teriału płytki liniału o takiej rozszerzalności, że
przy zmianie temperatury następuje kompensacja
rozszerzalności termicznej elementów pamięci, jest
możliwe osiągnięcie dokładności pozycjonowania
niezbędnej p/rizy gęstości ścieżek 200/ical. Ponadto
zaletę przetwornika stanowi prosta konstrukcja
eliminująca konieczność stosowania dodatkowych
generatorów zasilających.

Przetwornik według wynalazku w zależności od
konfi)gurac!ji głowic i przemagnesowań na liniale
moiże służyć do określania położenia metodą kodo¬
wą lub impulsową, co również należy zaliczyć do
jego zalet.

Wynalazek jest bliżej wyjaśniony w przykła¬
dzie wykonania i na rysunku, na którym fig. 1
przedstawia schemat liniowego przetwornika w
pnzietkriojiu poprzecznym, a fig. 2 przedstawia cha¬
rakterystyki sygnałów napięciowych balotronów w
funkcjii przesunięciia 1 czujmika względem liniału.
Zgodnie z rysunkiem liniowy przetwornik . poło¬
żenia składa się z liniału 1 wykonanego w postaci

20

płytki 2 z materiału niemagnetycznego pokrytej
warstwą 3 magnetyczną.

Namagnesowanie warstwy 3 zmienia się okre¬
sowo' wzdłuż liniału tak, że wielokrotność-1/4 peł¬
nego okresiu zmian jest równa założonej podziałce
przetwornika. Nad liniałem w odległości kilku \vm
porusza się czujinik, który stanowi zespół dwóch
głowic 4 i 5 z halotnonami 6 i 7, wytwarzający¬
mi sygnały napięciowe o wielkości zależnej od
induikcyjmości elementów warstwy 3 magnetycz¬
nej, znajdujących się pod głowicami 4 i 5. Poło¬
żenie głowic 4 i 5 jest tak dobrane, że charakte¬
rystyki sygnałów napiięoiawych z halotronów 6 i
7, przedstawionych na fiig. 2 są przesunięte o 1/4
okresu.  

Pomiar wielkości przesunięcia głowic 4 i 5
wziględem liniału 1 następuje poprzez analizę sy¬
gnałów napięciowych z wspomnianych halotironów
6 ii 7.

Zastrzeżenia patentowe

1. DLniowy przetwornik położenia składający się
z liniału i poruszającego się nad nim czujmika,
znamienny tym, że liniał (i) jest wykonany w po¬
staci płytki (.2) z materiału niemagnetycznego po¬
krytej warstwą (3) magnetyczną o, indukcji zmie¬
niającej się wzdłuż liniału (1) w sposób okresowy
tak, że wielokrotność 1/4 pełnego okresu zmian jest
równa założonej podziałce przetwornika, a czujnik
stamowi zespół co najimnliej dwóch gilowie (4 i 5) z
hailotTonami 46 i 7), wytwarzającymi sygnały na¬
pięciowe o wielkości zależnej od indukcji elemen¬
tów warstwy (3) magnetycznej znajdujących się
pod głowicami (4 i 5).

2. limitowy przetwornik według zastrz. 1, zna¬
mienny tym, że odległość mliędzy głowicami (4 i 5)
jest tak dobrana, że charakterystyki sygnałów na¬
pięciowych z halotironów (6 i 7) są przesunięte o
wielokrotność 1/4 okresu.
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